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子孔径拼接干涉检测离轴非球面研究
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(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 中国科学院光学系统先进制造技术

重点实验室, 长春 130033)

摘 要:将子孔径拼接技术与干涉技术相结合提出了一种新的检测离轴非球面的方法,该方法无需

其他辅助光学元件就可以实现对大口径、离轴非球面的测量.对其基本原理进行了分析和研究;并

基于齐次坐标变换、最小二乘拟合建立了综合优化和误差均化的拼接数学模型;开发了子孔径拼接

检测非球面的算法软件, 并设计和搭建了子孔径拼接干涉检测装置;利用综合优化的拼接模型对一

口径为 376 188 mm 2 的离轴非球面进行了拼接干涉测量, 通过子孔径拼接算法得到了精确的全

口径面形分布; 且对该非球面进行零位补偿测量, 其全口径面形与拼接全口径面形是一致的,面形

分布的 PV 值和 RMS 值的偏差仅为 0. 047 和 0. 006 .从而提供了除零位补偿检测外另一种定量

测试大口径非球面以及离轴非球面的手段.
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0 引言

R- C系统和 Grego ry 系统具有结构简单、无色

差等优点,在大口径天文望远镜系统、红外或紫外光

学系统中这些两镜系统得到了广泛的应用. 但是共

轴两镜系统的主镜一般存在中心遮拦, 同时该系统

存在像散. 离轴三反消像散系统 ( Three-M ir ror

Anastigmat ic, TMA)具有组件少、无遮拦、宽波段、

抑制杂光能力强、调制传递函数高等特点,因此该系

统已成为长焦距大视场光学系统发展的一种新趋

势[ 1-2] .但是 T MA 系统中的主镜和第三镜为矩形离

轴非球面元件, 一般需要借助补偿器或者 CGH 等

通过零位补偿才能实现对其面形进行检测,这不仅

延长了周期,增加了成本,而且辅助元件将会引入一

定的加工误差和装调误差
[ 3-5]

.

利用子孔径拼接技术,可以拓宽干涉仪测量非

球面的横向和纵向的动态范围, 无须辅助元件就能

够实现对大口径非球面、甚至离轴非球面的检测,这

不仅节省了时间, 而且降低了成本
[ 6-7]

.本文提出了

一种利用子孔径拼接检测离轴非球面的方法,利用

参考球面波对离轴非球面的各个区域进行干涉测

量,通过子孔径拼接算法可求得整个非球面的面形.

1 基本原理和步骤

子孔径拼接检测非球面的实验装置如图 1, 其

中包括干涉仪、透射球、调整机构、数控设备及计算

图 1 子孔径拼接检测非球面的装置和模型示意图

Fig . 1 Sketch of setup and model for testing aspher e by SSI
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机.干涉仪安装在精密调整架上,可以实现干涉仪在

Y 方向(竖直方向)的平动, 待测非球面安放在四维

精密转台上,可以精确调整非球面的俯仰和扭摆以

及沿 X 方向和沿Z 方向(光轴方向)的平动.

具体的检测步骤为: 首先,根据待测非球面的口

径和顶点曲率半径计算非球面度,根据各区域非球

面度和干涉仪的分辨本领, 确定子孔径的大小及数

目,并给干涉仪配备相应的标准镜头;将待测非球面

安置在利用干涉仪和透射球产生的标准球面波前,

通过精确调整干涉仪、透射球和被检测非球面的相

对位置,使透射球出射的标准球面波法线与被测子

孔径区域法线近似重合, 这样入射到被测子孔径区

域的光线就能够沿原路返回; 对被测非球面各子孔

径的相位分布进行逐次测量, 并使得各子孔径间稍

有重叠,得到各子孔径的相位分布数据.

利用齐次坐标变换把采集的所有子孔径测量数

据统一到待测非球面的物理坐标系上, 然后从各子

孔径相位分布数据中剔除理论非球面与标准球面的

偏差;运用综合优化全局拼接的方式, 即: 利用所有

子孔径间重叠部分的相位分布数据求得所有子孔径

相对基准子孔径的相对定位误差,从测量的相位数

据中消除该误差;最后再从各子孔径中采集多个离

散的相位数据, 并将其进行最小二乘拟合,拟合出整

个系统的调整误差, 减去该调整误差就能够得到待

测非球面全口径的面形误差分布
[ 8-10]

.

2 数学模型

利用干涉仪可以测定每个子孔径的相位分布,

由于使用标准球面波作为参考检测非球面子区域,

该相位分布中包含标准球面波与所测定区域理论曲

面的偏差,因此必须首先从测定的相位数据中减去

该部分理论误差, 然后利用齐次坐标变换可以将所

有子孔径的坐标统一到待测非球面的物理坐标系

上.可以通过重叠区域的数据求解相邻两个子孔径

的相对调整误差, 实现子孔径两两拼接.多次利用两

个子孔径的拼接原理就可以实现多个子孔径的拼

接.但是这样往往会造成误差传递和累积,从而降低

了整个孔径的检测精度.因此,在子孔径拼接过程中

存在综合优化的问题. 当拼接区域大于两个时, 假设

共有 M 个子孔径拼接,可以先选定其中任一个子孔

径作为基准,为了便于定位和测量,一般选择非球面

中心区域的子孔径作为参考标准.

由于是对非球面元件进行拼接测量, 子孔径间

位置的相对失调量不仅带来相对平移和倾斜,还将

带来相对离焦、象散和彗差 [ 11]
. 假使基准子孔径的

相位分布为 w 0(剔除了理论偏差) ,则其它子孔径相

位分布与基准子孔径相位分布的关系为式(1)
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式( 1) 中 w1 , w 2 , , w M- 1是其它子孔径的相位分

布,所有相位数据均剔除了理论偏差, a i、bi、ci 和 h i

分别是其它子孔径相对基准子孔径沿 x 方向的倾

斜系数、沿 y 方向的倾斜系数、相对离焦系数和相

对平移系数, d i 和 e i 是相对象散系数, f i 和 g i 是相

对彗差系数.

利用最小二乘法, 使得所有重叠区域相位差的

平方和值为最小, 可得式(2)
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式中 N 1 是其它子孔径与基准子空间的重叠区域

数, N 2 是其它子孔径间的重叠区域数, n 是重叠区

域内的采样点数.

利用最小二乘拟合, 对各个系数分别求偏导并

令其值为零可得式( 3)

S
a i
= 0,

S
bi
= 0,

S
ci
= 0,

S
d i
= 0,

S
ei
= 0,

S
f i
= 0,

S
g i
= 0,

S
h i
= 0

( 3)

式中 1 i M- 1, 利用式( 3)就可以得到各子孔径

相对基准子孔径的最佳拼接因子,从而把所有子孔

径的位相数据校正统一到相同的基准上.

实验中一般以待测元件中心区域的子孔径为基

准,通过本文的综合优化拼接可以获得整个面形, 但

是所得的相位分布中必将存在一定的系统调整和定

位误差,必须将其消去. 假定系统高阶误差可以忽

略,则经过综合优化拼接获得的全孔径波前误差的

相位测量值可表示为式(4)

W (X , Y)= e( X , Y) + ( X , Y) (4)

式中: ( X , Y)是以基准子孔径为统一标准的坐标分

布; e( X , Y)表示待测元件加工残留误差; ( X , Y)为

系统调整误差.通常整个系统的装调定位误差为四

项,分别对应为平移、X 方向倾斜、Y 方向倾斜和离

焦项,即为式(5)

( X , Y)= AX + BY+ C(X
2+ Y

2
)+ D (5)

利用最小二乘拟合,即式(6)可求得系统调整误

差系数的最优解. 将 W 减去该误差就可得到待测非

球面确切的表面残差分布,从而完成对整个面形的

测量.
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3 拼接检测实验

为了验证拼接原理和数学模型的准确性,结合实

例对一离轴非球面进行了拼接测量.待测非球面的通

光口 径为 376 188 mm
2
, 顶点 曲 率半 径 为

- 2 013. 343 mm,二次曲面系数为- 0. 125 888 6,离

轴量为 159. 97 mm.经分析和计算本文选用了 F# 为

11的标准球面镜,同时考虑子孔径区域的非球面度,

经分析计算各子孔径区域的非球面度所产生的干涉

条纹数没有超过干涉仪的分辨极限,而且只需三个子

孔径即可覆盖整个非球面,且相邻子孔径的重叠区域

大于 30% ,从而能够保证子孔径间相对调整定位误

差的去除[ 9] .子孔径分布如图 2,阴影区域为待测非球

面.以中心区域的子孔径为基准,求得各子孔径相对

母镜坐标系的平移量和旋转角度量如表1. 图 2 子孔径分布

F ig. 2 D istribution o f subaper tures

表 1 各子孔径相对母镜坐标系调整

Table 1 Translation of every subaperture with regard to asphere

T ranslat ion of

X direction/ mm

Translation of

Y dir ect ion/ mm

T ranslation of

Z direction/ mm

Rotat ion of

Y ax is/ ( )

Rotat ion of

X ax is/ ( )

F iducial subaper ture 159. 97 0 6. 343 - 4. 555 0

Subapertur e 1 159. 97 94 8. 566 - 4. 560 - 2. 683

Subapertur e 2 159. 97 - 94 8. 566 - 4. 560 - 2. 683

待测非球面安置在四维调整台上, 可以精确调

整非球面在 X、Z 方向(光轴方向)上的平动以及沿

X 和 Y 方向的倾斜,干涉仪可以调节 Y 方向上的平

动.各轴行程及控制精度:

X 轴:行程 500 mm, 定位精度优于 5 m ,重复

精度优于 2 m ,直线度误差小于 2 m;

Y 轴:行程 1 000 mm, 定位精度优于 5 m, 重复

精度优于 2 m ,直线度误差小于 2 m;

94
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Z轴: 行程 200 mm, 定位精度优于 5 m, 重复

精度优于 1 m,直线度误差小于 2 m;

轴( X 方向的倾斜) : 行程 15 , 定位精度优

于 10 , 重复精度优于 3 ;

轴( Y 方向的倾斜) :行程 45 ,定位精度优于

10 , 重复精度优于 3 .

检测设备如图 3, 首先调节好干涉仪,使得参考

球面波出射波前的曲率半径与所求的中心区域的最

接近球面半径吻合,干涉测量该区域的相位分布图

和干涉图如图 4( a) .调整待测非球面与干涉仪之间

的相对位置,可以使被测元件的上部区域和下部区

域相对于参考波前的斜率差减小到干涉仪允许的测

量范围内,用干涉方法分别测量两个子孔径区域,并

使得各个子孔径间有一定的重叠. 所检测的结果分

别如图 4( b)、( c) .

图 3 子孔径拼接检测设备图

Fig. 3 Exper iment al setup

图 4 三个子孔径相位分布图和干涉图

F ig . 4 Phase map and inter ferog ram o f three subapertures

通过综合优化的拼接算法对所有重叠区域的数

据进行分析和求解,同时求得各子孔径相对中心基

准子孔径的调整误差, 精密调整架的调节精度对拼

接检测精度有一定的影响, 其定位不准将会给系统

带来一定的调整误差,根据式( 6)求得系统的平移系

数、X 方向倾斜系数、Y 方向倾斜系数和离焦系数分

别为: - 0. 012 549 7、0. 005 637 3、- 0. 013 842 1和

- 0. 007 352 1,消去该误差获得拼接后的面形分布

和干涉图样如图 5所示,其 PV 值和 RMS 值分别为

1. 275 和 0. 113 .

图 5 拼接后全口径面形分布图和干涉图

F ig . 5 Phase map and inter ferog ram o f who le aperture after st itching
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4 零位补偿检测实验

为了验证该方法的准确性和可靠性,利用零位

补偿法对该离轴非球面进行了检测,测量结果如图

6,其 PV值和 RMS 值分别为 1. 228 和 0. 107 . 比

较可得:这两种方法测量所得的面形分布是一致的,

其 PV 值和 RMS 值的偏差仅为 0. 047 和 0. 006 ,

PV 值和 RMS 值的相对偏差分别为 3. 83% 和

5. 61%.此外,可以看出拼接所得的面形图比全口径

测量所得的面形图锐利, 它包含的相位信息更加丰

富,这也说明了子孔径拼接测量可以提高干涉仪的

分辨率,特别是全口径与子孔径的比值很大时, 能够

获得全口径测量无法观察到的更高空间频段的面形

信息.同时, 由于该离轴非球面进入抛光阶段不久,

进行全口径补偿检测时, 镜面边缘有一些数据 丢

失 ,而采用子孔径拼接技术,提高了干涉仪的横向

分辨本领,使得面形数据更为完整.

图 6 零位补偿测量面形分布图和干涉图

Fig . 6 Phase map and interfero gr am from nul-l compensation test

5 结论

本文对子孔径拼接技术的基本原理进行了简要

的分析,建立了合理的拼接算法和模型,并结合实例

对一离轴非球面进行了拼接检测实验, 其结果与零

位补偿检测结果是一致, 因此该技术对检测离轴非

球面是准确可行的.但是子孔径拼接检测非球面技

术的精度受很多因素的影响: 如拼接模式、子孔径大

小和数目、系统误差、随机误差等等,这有待于本课

题组进一步分析和研究.
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Testing an Off-axis Asphere by Subaperture Stitching Interferometry

WANG Xiao-kun, ZHENG L-i gong , ZHANG Xue- jun, ZHANG Zhong-yu
(K ey L aborator y of Op tical Sy stem Adv anced Manuf actur ing Technology , Changchun Ins titute of Op tics ,

Fine Mechanics and P hy s ics , Chinese A cademy of Sciences , Changchun, 130033, China)

Abstract: In order to test larg e and of f-ax is aspheric surfaces w ithout the aid of other null optics, a new

method subapertur e st itching inter ferometry ( SSI) is int roduced. T he basic principle of the technique is

analysed, and the synthetical opt im ization st itching model and ef fectiv e st itching algorithm are established

based on homogeneous coor dinates tr ansformation and simultaneous least-squares method. T he st itching

sof tw ar e and prototype fo r test ing o f large aspher es by SSI ar e devised and developed. An off-ax is asphere

w ith the apertur e of 376 188 mm
2
is tested by this method. For the comparison and validat ion, the asphere

is also tested by null compensat ion, the synthesized sur face map is consistent to the ent ir e surface map from

the null test , and the dif ference o f PV and RM S error betw een them is 0. 047 and 0. 006 , respectively. So

it provides another quant it iv e measurement fo r test ing large aspheric surfaces and of f-ax is aspheres besides

nul-l compensat ion.

Key words: Opt ical test ing; Subaperture St itching Interfer ometry ( SSI) ; Off-ax is asphere; Least-squar es

fit t ing
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